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zespole.

Nazwa w jezyku polskim: Technologia wytwarzania i zastosowanie czujnikéw
Nazwa w jezyku angielskim: Production technology and application of sensors
Kierunek studiéw (jesli dotyczy): Elektromechatronika
Specjalnos¢ (jezeli dotyczy):
Stopien studiéw i forma: | stopien, stacjonarna
Rodzaj przedmiotu: wybieralny
Kod przedmiotu: EMR015122
Grupa kurséw: NIE
Wyktad Cwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zaje¢
zorganizowanych w Uczelni 15 30
(zzV):
Liczba godzin zaje¢
catkowitego naktadu pracy 30 30
studenta (CNPS):
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocene zaliczenie na ocene
Dla grupy kurséw zaznaczy¢
kurs koncowy (X):
Liczba punktéw ECTS: 1 1
w tym liczba punktéw
odpowiadajaca zajeciom o
charakterze praktycznym (P):
w tym liczba punktéw ECTS
odpowiadajgca zajeciom
wymagajgcym 0.60 0.70
bezposredniego kontaktu
(BK):
WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI | INNYCH KOMPETENC)I
1. Ma podstawowg wiedze z fizyki i elektroniki
2. Zna podstawy metrologii elektrycznej
3. Ma wiedze na temat technologii otrzymywania materiatéw sensorowych
CELE PRZEDMIOTU
C1. Poznanie fizycznych podstaw dziatania sensoréw.
C2. Nabycie umiejetnosci doboru i zastosowan sensoréw do pomiaréw réznych parametréw.
C3. Poznanie technologii otrzymywania materiatéw czujnikowych.
PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIE
Z zakresu wiedzy:
PEU_WO01 Ma udokumentowang wiedze o dziataniu, budowie i parametrach materiatéw sensorowych.
PEU_WO02 Ma udokumentowana wiedze o materiatach czujnikowych i technologiach ich otrzymywania.
Z zakresu umiejetnosci:
PEU_UO1 Potrafi dobra¢ i zastosowa¢ wtasciwe sensory do pomiaréw réznych parametréw fizycznych.
PEU_U02 Potrafi dobra¢ wtasciwy materiat do pomiaru okreslonego parametru.
Z zakresu kompetencji spotecznych:
PEU K01 Ma swiadomos¢ odpowiedzialnosSci za prace wtasng oraz gotowos¢ podporzadkowania sie zasadom pracy w




TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wyktad liczba godzin:
Wyl Przedstawienie programu przedmiotu, wymagan i sposobu zaliczenia. Klasyfikacja czujnikdw. 2
Wy?2 Wiasciwosci statyczne i dynamiczne przetwornikdw i czujnikéw. 2
Wy3 Stosowane materiaty czujnikowe. 2
Wy4 Obszary zastosowan czujnikéw. 2
Wy5 Metody CVD otrzymywania czujnikéw. 2
Wy6 Metody PVD otrzymywania czujnikéw. 2
Wy7 Czujniki grubowarstwowe. 2
Wy8 Kolokwium 1
suma godzin: 15
Forma zajec - laboratorium liczba godzin:
Lal Wprowadzenie, oméwienie formy, przebiegu zajeé oraz sposobu zaliczania i oceniania, podziat 3
na grupy, szkolenie BHP.
La2 Badanie termopar Cu-konstantan. 3
La3 Poréwnanie parametréw termopar J, K, N, E, T, S, R. 3
Lad Otrzymywanie cienkowarstwowych czujnikéw metodg rozpylania magnetronowego. 3
La5 Badanie sktadu chemicznego plazmy magnetronowe;j. 3
La6 Materiaty dielektryczne jako czujniki wilgotnosci. 3
La7 Pom!ary odleg_’fos'ci miernikami oppyczny[n?. Czluj:niki pojelmnos'ciowe i ich zastosowanie (np. do 3
pomiarow poziomu cieczy). Badania wtasciwosci sensorow ruchu.
La8 Sensory Swiattoczute i pomiary natezenia oswietlenia 3
La9 Badanie wtasciwosci czujnikdw tensometrycznych i ich zastosowania praktyczne. 3
LalO Zajecia odrdbcze. 3
suma godzin: 30
STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE
N1. Wyktad multimedialny
N2. eksperyment laboratoryjny
N3. praca wlasna - przygotowanie do laboratorium i sprawozdan z ¢wiczen laboratoryjnych
OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA SIE
Oceny
FPfoxgéggjom’;g";;i’;”n‘jzfcf“ Numer efektu uczenia sie Sposodb oceny osiagniecia efektu uczenia sie
semestru
PEU_WO01
F1(w) PEU_WO02 Kolokwium
PEU_KO1
P(w) P=F1
PEU_UO01
FL() PEU_U02 Sprawdzenie i ocena przygotowania do ¢wiczen laboratoryjnych
PEU K01
PEU_UO1
F2() PEU_U02 Aktywnos¢ na zajeciach laboratoryjnych
PEU_KO1
PEU UO1
F3(w) PEU_U02 Ocena sprawozdan z wykonanych badan
PEU K01
P(L) 0,4*F1+0,3F2+0,3*F3
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